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(57)【要約】
　【課題】　難分解性ガスを効率よく除害できながらも
、シランなどを除害した際に発生する粉体の堆積を可及
的に抑制することができる燃焼式除害装置を提供する。
　【解決手段】　炉体(１)の一端部に処理ガス導入口(
４)を形成するとともに、炉体(１)の他端部を吸引装置
に連通接続し、炉体(１)内での処理ガス導入口(４)より
も下流側部分に燃焼バーナ(５)を配置し、この燃焼バー
ナ(５)の配設部よりも処理ガス流れ方向下流側に外気を
取り入れるように構成した排ガスの燃焼式除害装置であ
る。炉体(１)をその中間部に拡径部(３)を有する円筒体
で構成する。その炉体に形成した拡径部(３)の処理ガス
流れ方向上流側に前記燃焼バーナ(５)を配置するととも
に、拡径部(３)の下流側半部(３ｂ)を先窄まりの円錐台
形に形成して前記吸引装置に連通している炉体(１)の下
流側に連通接続する。前記拡径部(３)の上流端寄り部分
から外気を炉体(１)内で旋回流を形成する状態で取り入
れる。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炉体(１)の一端部に処理ガス導入口(４)を形成するとともに、炉体(１)の他端部を吸引
装置に連通接続し、炉体(１)内での処理ガス導入口(４)よりも下流側部分に燃焼バーナ(
５)を配置し、この燃焼バーナ(５)の配設部よりも処理ガス流れ方向下流側に外気を取り
入れるように構成した排ガスの燃焼式除害装置において、
　炉体(１)をその中間部に拡径部(３)を有する円筒体で構成し、その拡径部(３)の処理ガ
ス流れ方向上流側に前記燃焼バーナ(５)を配置するとともに、拡径部(３)の下流側半部(
３ｂ)を先窄まりの円錐台形に形成して前記吸引装置と連通している炉体(１)の下流側に
連通接続し、拡径部(３)の上流側寄り部分から外気を炉体内で旋回流を形成する状態に取
り入れるように構成したことを特徴とする排ガスの燃焼式除害装置。
【請求項２】
　炉体(１)内に外気を取り込む外気取入管(８)を、その噴出軸線が炉体(１)の内周壁での
接線方向となるように配置した請求項１に記載した排ガスの燃焼式除害装置。
【請求項３】
　炉体(１)内に外気を取り込む外気取入管(８)を炉体(１)の周方向に所定間隔隔てて複数
配置してある請求項１又は２に記載した排ガスの燃焼式除害装置。
【請求項４】
　炉体(１)に配置する燃焼バーナ(５)を、その燃焼火炎がフレームカーテンを形成する状
態で複数配置してある請求項１～３のいずれか１項に記載した排ガスの燃焼式除害装置。
【請求項５】
　炉体(１)に配置する燃焼バーナ(５)を、その燃焼火炎の中心軸が炉体内周面での接線方
向と平行に装着してある請求項１～４のいずれか１項に記載した排ガスの燃焼式除害装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造工程から排出される三フッ化窒素等の支燃性排ガスやシラン等の
可燃性排ガスを燃焼除害処理する排ガスの燃焼式除害装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体、液晶、太陽電池などの製造工程においては、シラン(ＳiＨ４)やジシラ
ン(Ｓi２Ｈ６)などの有害可燃性ガス、三フッ化窒素(ＮＦ３)や四フッ化メタン(ＣＦ４)
などの難分解性ＰＦＣガスが使用され、かつ排出されている。これらのガスは有毒であっ
たり、地球温暖化など環境への影響の観点から大気へ放出することはできない。
【０００３】
　このため、これらのガスを燃焼を用いて酸化・分解により無害化して大気に放出するよ
うにしている。このような燃焼式の排ガス除害装置として、一端に排ガス導入口と補助ガ
ス導入口とを形成するとともに他端を大気開放させた外筒と、一端を吸引装置に連通させ
るとともに他端を開放させた内筒とを有し、内筒の開放端部を外筒の開放端部から外筒内
に突入させ、外筒での内筒端部が位置する位置よりも排ガス導入口形成側の個所分に燃焼
バーナーを配置したもの(特許文献１)や、上下に延びる外筒の上端に排ガス導入口と補助
ガス導入口とを形成するとともに下端を大気開放させた外筒と、上端を開放し下端を吸引
装置に連通接続させた内筒とを有し、内筒の開放端部を外筒の開放端部から外筒内に突入
させ、内筒の上端部よりも上側で排ガス導入口形成側部分よりも下側となる位置での外筒
に燃焼バーナーを配置したもの(特許文献２)が提案されている。また、円筒状に形成した
燃焼室内に燃料と空気との予混合気を燃焼室内周面の接線方向に供給することにより、燃
焼室内に旋回流を形成するようにしたもの(特許文献３)も提案されている。
【特許文献１】特許３０３０４９３号公報
【特許文献２】特開２００１－５９６１３号公報
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【特許文献３】特許３８４１７２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの燃焼式除害装置では、ＰＦＣなどの難分解性ガスを効率よく除害でき、且つシ
ランなどを除害した際に発生する粉体の堆積防止ができる性能を要求される。
　そして、ＰＦＣなどの難分解性ガスを効率よく除害する場合は、火炎との接触時間を長
くする必要があることから、反応筒内でのガス線速を遅くすることが有効とされる。一方
、シランなどを除害する場合には、粉体が発生し、反応筒の内壁面に粉体が堆積、閉塞の
可能性があることから、反応筒内のガス線速を遅くして壁面への付着を防止する、あるい
は付着した粉体を機械的に掻き落すなどの方法が有効であるとされる。
【０００５】
　ところが、これら双方の除害での要求は相反するものであることから、両立させるのは
難しく特に、粉体の付着、堆積を防止するのは非常に困難であり、装置を停止し、定期的
なメンテナンスを要するという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような点に着目してなされたもので、ＰＦＣなどの難分解性ガスを効率
よく除害できながらも、シランなどを除害した際に発生する粉体の堆積を可及的に抑制す
ることができ、装置を停止してのメンテナンス間隔を延ばすことのできる燃焼式除害装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するために請求項１に記載の本発明は、炉体の一端部に処理ガス導入
口を形成するとともに、炉体の他端部を吸引装置に連通接続し、炉体内での処理ガス導入
口よりも下流側部分に燃焼バーナを配置し、この燃焼バーナの配設部よりも処理ガス流れ
方向下流側に外気を取り入れるように構成した排ガスの燃焼式除害装置において、
　炉体をその中間部に拡径部を有する円筒体で構成し、その拡径部の処理ガス流れ方向上
流側に前記燃焼バーナを配置するとともに、拡径部の下流側半部を先窄まりの円錐台形に
形成して前記吸引装置と連通している炉体の下流側部に連通接続し、拡径部の上端寄り部
分から外気を炉体内で旋回流を形成する状態に取り入れるように構成したことを特徴とし
ている。
【０００８】
　請求項２に記載した本発明は、請求項１に記載したものにおいて、炉体内に外気を取り
込む外気取入管を、その噴出軸線が炉体の内周壁での接線方向となるように配置したこと
を特徴とし、請求項３に記載した本発明は、請求項１又は請求項２に記載したものにおい
て、炉体内に外気を取り込む外気取入管を炉体の周方向に所定間隔隔てて複数配置してあ
ることを特徴としている。
【０００９】
　請求項４に記載した本発明は、請求項１～３のいずれかに記載したものにおいて、炉体
に配置する燃焼バーナを、その燃焼火炎がフレームカーテンを形成する状態に複数配置し
てあることを特徴とし、請求項５に記載した本発明は、請求項１～のいずれかに記載した
ものにおいて、炉体に配置する燃焼バーナを、その燃焼火炎の中心軸が炉体内周面での接
線方向と平行に装着してあることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、炉体の燃焼バーナよりも下流側部分にその下流側半部が先窄まり形状に形
成されている拡径部分を位置させ、この拡径部分に外気を噴出させてその拡径部分の内周
壁に沿う旋回流を形成するようにしていることから、炉体内部に形成されている火炎部分
を旋回空気流で囲う状態となり、火炎部と炉体内壁面との間が空気層で遮断されることか
ら、除害機能を低下させることなく、炉体内壁面への粉体付着を防止することができる。
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【００１１】
　さらに、火炎部と炉体内壁面との間が空気層で遮断されることになるから、炉体壁面へ
の熱付加が低減されることになり、炉体自身の長寿命化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図は本発明の一実施形態を示す燃焼式除害装置の概略構成図である。
　この除害装置は、筒状容器で形成した炉体(１)をその軸芯が略垂直に位置する状態で縦
向きに位置させ、炉体(１)の下端寄り部分に排気管(２)を連通接続して構成してある。こ
の排気管(２)は図示を省略した吸引装置に連通接続されており、炉体(１)の内部から処理
済みガスを吸引排出するようにしてある。
【００１３】
　前記炉体(１)は、その中間部に拡径部(３)が形成してあり、この拡径部(３)よりも上側
に処理ガスの導入口(４)を位置させ、この処理ガス導入口(４)と拡径部(３)との間に複数
の燃焼バーナ(５)が配置してある。
【００１４】
　この複数の燃焼バーナ(５)は、炉体上部(１ａ)での同一円周上で所定間隔置きに、その
燃焼火炎の中心軸が炉体内に想定した仮想円の接線と平面視において平行に装着してあり
、燃焼バーナ(５)の燃焼火炎でフレームカーテンを形成するとともに、後述する取り入れ
外気流の影響を受けて先窄まりの旋回成分を有する燃焼ゾーン(６)を形成するようになっ
ている。また、この複数の燃焼バーナ(５)は、その燃焼火炎の中心軸が炉体内に想定した
仮想円の接線と平面視において平行で且つ、処理ガスの流れ方向下流側に僅かに向くよう
に装着するようにしてもよい。
【００１５】
　また、拡径部(３)は処理ガス導入口(４)及び燃焼バーナ(５)を配設している炉体上部(
１ａ)の口径よりも大径に形成した短管部分(３ａ)と下窄まりの円錐台形状部分(３ｂ)と
で構成してあり、円錐台形状部分(３ｂ)の上端部は前記短管部分(３ａ)の下端に、また、
円錐台形状部分(３ｂ)の下端は排気管(２)と接続している炉体下部(１ｂ)にそれぞれ連通
接続させてある。そして、炉体上部(１ａ)の下端と拡径部(３)の短管部分(３ａ)の上端と
は環状平板(７)で連結することで、炉体上部(１ａ)の下端と拡径部(３)の短管部分(３ａ)
との間の間隙を閉塞してある。
【００１６】
　そして、短管部分(３ａ)の周壁には、複数の外気取入管(８)がその各噴出軸線が短管部
分(３)の内周壁(３Ｉ)での接線方向となる状態に配置してあり、この短管部分(３ａ)に続
く円錐台形状部分(３ｂ)の形状と相俟って炉体(１)内に取り入れた外気が下窄まりに収束
する旋回流となるようにしてある。
【００１７】
　上述の構成からなる燃焼式除害装置では、吸引排気した状態の炉体(１)内に処理ガスと
してのシラン(ＳiＨ４)やジシラン(Ｓi２Ｈ６)などの有害可燃性ガスを処理ガス導入口(
４)から炉体(１)内に導入する。そして、複数の燃焼バーナ(５)が、炉体上部(１ａ)での
同一円周上で所定間隔置きに、その燃焼火炎の中心軸が炉体内に想定した仮想円の接線と
平面視において平行に装着してあることから、火炎によるフレームカーテンが形成される
ことになるから、炉体(１)内の燃焼バーナ(５)の配設個所より上側部分には燃焼火炎に起
因する予熱ゾーンが形成され、導入された処理ガスが加熱される。この加熱された処理ガ
スが燃焼バーナ(５)で形成されるフレームカーテンと接触することで処理ガスが燃焼処理
される。
【００１８】
　このとき、燃焼バーナ(５)をその燃焼火炎の中心軸が炉体内に想定した仮想円の接線と
平面視において平行で且つ、処理ガスの流れ方向下流側に僅かに向くように装着してある
と、燃焼火炎と接触する処理ガスに旋回成分を付与し、処理ガスの流れは下向きの旋回流
とすることができる。
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　そして、シラン(処理ガス)が燃焼されると粉末状の二酸化珪素(ＳｉＯ２)が生成される
が、燃焼ゾーン(６)の外側に外気の旋回流が下窄まり形状に形成されていることから、燃
焼ゾーン(６)と炉体内周壁との間に旋回空気層が存在することになり、粉末状の二酸化珪
素(ＳｉＯ２)が炉体の内面に付着することを抑制することができるうえ、火炎部と炉体内
壁面との間が空気層で遮断されることになるから、炉体壁面への熱付加が低減されること
になり、炉体自身の長寿命化を図ることができるようになる。しかも、火炎部と炉体内壁
面との間に形成される空気層は、下向きの旋回流であることから、下流ほどその流速が高
まり、流れの流線での下向成分が増大することから、外気の旋回流で包み込まれている粉
末状の二酸化珪素(ＳｉＯ２)及び処理済みガスは炉体内面に付着することなく排気管側に
排出されることになる。
【００２０】
　上述の実施形態では、燃焼バーナ(５)を一段に配置したものについて説明したが、燃焼
バーナ(５)を複数段配設するようにしてもよい。また、処理ガスが三フッ化窒素(ＮＦ３)
や四フッ化メタン(ＣＦ４)などの難分解性ＰＦＣガスである場合には、炉体上部(１ａ)で
の燃焼バーナ配設個所より上側に可燃性ガスからなる補助ガスを導入するようにしてもよ
い。
【００２１】
　また、上記実施形態では、炉体(１)を縦向きに配置したものについて説明したが、炉体
(１)を横置きするようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明は、半導体製造分野で、排出されるプロセスガスやクリーニングガスを除害処理
する除害装置として使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態を示す燃焼式除害装置の概略構成図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１…炉体、３…拡径部(３ｂ…拡径部下半部)、４…処理ガス導入口、５…燃焼バーナ、
８…外気取入管。
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